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시뮬레이션을이용한 폴리실리콘 성장 
Lab-CVD Simulation 
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CFD 시뮬레이션에 의한 폴리실리콘 제조용 Lab CVD 반응기의 증착실험을 통하여 실리콘 
Rod가 성장함에 따른 반응기의 온도분포 및 유동 패턴을 시뮬레이션 하였다.

증착에 의한 실리콘 Rod의 크기가 커짐에 따라 초기, 중기, 말기 3단계로 나누어서 시뮬레이
션을 진행 하였으며, Rod의 내부의 온도 분포와 표면에서의 온도 편차는 무시하고 반응은 오

직 Rod의 표면에서만 생성 된다고 가정하고 시뮬레이션을 진행하였다. 반응기의 온도분포

와 유체의 유동패턴에 대한 예측을 하였으며, Rod의 크기가 증가함에 따라 달라지는 온도분
포와 유동패턴에 대하여 비교하고 분석하였으며 이를 통하여 초기, 중기, 말기의 각 단계별

로 변화하는 증착율에 예측하였다.


